









美国：MicroEletroMechanical Systems (MEMS), are integrated micro-devices or systems combining 
electrical and mechanical components, fabricated using integrated circuit (IC) compatible 
batch-processing techniques, and varying in size from micrometers to millimeters. These 
systems merge computation with sensing and actuation to change the way we perceive and control 
the physical world. 
日本：Micromachines are composed of functional elements only a few millimeters in size and 
are capable of performing complex microscopic tasks. 
欧洲：A Microsystem is an intelligent miniaturized system comprising sensing, processing 
and/or actuating functions. These would normally combine two or more of the following: 
electrical, mechanical, optical, chemical, biological, magnetic or other properties, 
integrated onto a single or multichip hybrid. 
NEXUS：Microstructure products have structures in the micron range and have their technical 
function provided by the shape of the microstucture. Microsystems combine several 
microcomponents, optimized as an entire system, to provide one or several specific function 




1959：美国物理学家、诺贝尔奖获得者R. Feynmam 提出微型机械的设想。 
1962：硅微压力传感器问世。  
1987：静电微电机，直径 60~120m，美国 
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1991、1992、1994 年又在柏林分别举行了第二、三和四届国际微系统技术会议。 IEEE 已举办了多次
国际会议。四个国际组织（IDF、AIP、IEEE、ASNE）联合创办了《微型机械学与微型工程》杂志（季
刊，美国）。 
1988：国家自然科学基金委批准首项 MEMS 基金申请；1992 年又立重点项目“微型机械理论及基础技
术研究”，由清华大学主持，主要研究微型马达、微型泵；1990 年 12 月中国科学院在北京召开第一
届微型机械研讨会 ，至今第五届。 
1999：直径为 2mm和 1mm的微电机，上海交通大学 
 
器件：Micro Sensor (Accel, Gyro, Pressure etc.), Actuator (Motor, Relay,etc.), Fluidic, (Pump, 
Pipe, etc.),  Communication (RF,Optical Switch), TAS, DMD, Systems.加工工艺：DRIE，LIGA、
激光堆积 
设计：Coventer、Intellisense、ANSYS 





















1996、2002 年各类 MEMS 器件的市场份额 
 












































(1) MEMS 基础理论研究 
主要包括 MEMS的尺寸效应、微结构的力学性能、微系统的力热磁、固液气、物理化学等耦合作用
的机理、本构关系以及新的微观物理效应的机理和应用等的研究。 




(3) MEMS 制造技术的研究 
制造技术是MEMS的基础，是实现 MEMS产业化的关键。包括材料、工艺、测试及封装技术等。  











(1) 筹建厦门大学“萨本栋微机电研究中心”，投入 4500万元； 
(2) 人才培训 ； 
(3) 校友、国际著名传感器专家葛文勋教授将其设计且已经形成产品的系列微 压力传感器的相关技术
提供给我校，作为“萨本栋机电研究中心”先期技术与产品；  
(4) 厦门大学 多学科特征； 
(5) 几年来厦门大学承担了多项国家、部、省级及校自筹经费的MEMS研究项目，项目经费约180万元。 
2、近期研究工作 
( 1 )  M E M S 系统级建模与仿真理论与方法的研究 




统一求解。当前，这一问题在国际上倍受关注，是 MEMS研究领域的热点之一。如 ACRS，IEEE; DARPA，
NSF; ANSYS，CFDRC，Coventer, MEMSCAP, Intellisense, Motorola⋯ 














基变换：Arnoldi, 图像压缩, 小波变换 






 ( 3 )  M E M S 电化学加工工艺（CELT）的研究 
 
 
五、总  结 
MEMS 的发展将引起一次新的技术革命，是公认的二十一世纪最具潜力的高新技术之一。  
MEMS 发展虽然非常迅速，但距离实用化、市场化相差甚远，还需做大量艰苦的工作。 
 
 
